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く初期には引張型(モード 1 )で進展するが、次第にせん断型(モード 11) き裂進展へと移行することが明らかとなっ
円
引....0
次に、表面直下に表面と平行な予き裂を導入、表面下のき裂の進展からはく離に至る挙動について調べた。転がり
回数の増大とともに転走軌道上にはリング状のき裂が数多く発生するが段階的なはく離は発生せず、表面下では主き
裂が表面方向と内部方向へ分岐しつつほぼ表面に平行に進展、転走軌道幅の数倍程度の長さまで進展した後全体はく
離に至ることが分かった。はく離面は極度に平坦であり、主き裂はせん断型で進展することが明らかとなった。
最後に、同じサンプルについてねじり試験を実施、せん断応力負荷の下におけるき裂進展挙動を把握、接触下のそ
れと比較し、接触下でのき裂進展がせん断型であることを確認している。
以上のように、本論文は球転がり接触下、窒化け L、素セラミックスにおける微小欠陥からのき裂進展挙動を定量的
に明らかにしたものであり、セラミックスの強度研究に新しい知見を与えるものであるとともに、セラミックス製接
触要素の開発に有用な知見を与えるものであるo 博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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